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Abstract：  A non-contact and non destractive internal defect could be detected by a low power 
semiconductor laser and a ultrasonic sensor using a photoacoustic effect. But the sensitivity 
of the ultrasonic sensor is low for detecting the photoacoustic signal. To detect the 
photoacoustic signal, a self-coupling effect of another semiconductor laser was used. The 
self-coupling sensor has high spatial resolution in comparison with the ultrasonic sensor. It 
takes a lot of time to detect detail defect profile manually. Then an automatic of internal 
defect detection by photoacoustic effect has been studied, in which X-Y auto stage and 
oscilloscope are connected to personal computer. It is found that by automatic measurement 
in defect detection the detective sensitivity becomes to be high and the processing time 
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響発生用の LD を P-LD(Photoacoustic LD)、自己結合型
微小振動センサ用の LD を S-LD(Self-Coupled LD)とす
る。まず、発振回路で任意の周波数の方形波を発振させ
る。その後、駆動回路を通して、P-LD として、波長 830nm
の SHARP 製 LT015MD を出力 20mW で駆動させる。その LD








0.1mm であった。一方、S-LD として、波長 780nm の
HITACHI 製 HL7859MG を出力 10mW で連続発振させ、直
径 10mm、焦点距離 10mm のレンズで 20 mm 先に集光させ
て試料に対して垂直に照射させる。これらの光を試料表面上
で一点に照射することにより、自己結合効果を起こし、測定











































て回路を構成した。P-LD の光出力は 20mW になるように































 測定に用いた試料は、縦 30 ㎜、横 60 ㎜、厚さ 3 ㎜の
アルミ板にφ1.8 ㎜の円柱形の穴を試料上部より垂直に
あけ、擬似欠陥とした試料 A(図 5)と、縦 30 ㎜、横 60
㎜、厚さ 1 ㎜のアルミ板を 3 枚密着させ、厚さ 3 ㎜とし
て、中央のアルミ板をスライドさせることにより、任意




図 5. 試料 A（擬似欠陥φ1.8 ㎜） 
 
 
図 6. 試料 B（擬似欠陥 0.07 ㎜） 
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図 9. 自動測定結果 
 










































































































































































図 12. 欠陥検出結果 
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図 13. エッジ効果 
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伝搬距離 長い 中 短い
光音響信号 小 中 大
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